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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドパワーデバイスにおける pn 接合形成には

横型接合の形成が必須である。そのため、ダイヤモンドを

メサ構造に形成する必要がある。しかしながら、メサ構造

形成のためにドライエッチングを用いるため、加工後の表

面粗さがデバイス特性を低減する大きな要因となっている。

そこで、本研究では、ドレスト光子エッチングを用いた表

面平滑化を行い、パワーデバイスとしての特性改善を目

指す。 

 
２．実験（Experimental） 

ダイヤモンドメサ構造には主にスパッタリング装置、ICP
エッチング装置を用いた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
目的のダイヤモンドメサ構造（Fig. 1(a)）を作製し、DPP

エッチングを行った（Fig. 1(b)）結果、大幅な表面粗さの

低減を確認した。さらに、エッチング後の基板にダイヤモ

ンドを再成長させたところ、堆積したダイヤモンド中の欠陥

が大幅に低減されることを確認した。 
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Figure 1 AFM images of (a) before and (b) after 
DPP etching. (c) Surface roughness. SEM image 
of n-layer deposited diamond mesa structure on 
(d) without and (e) with DPP etching. 


